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Компенсация погрешности рассогласования координатной системы установки автоматического контроля топо-

логии планарных структур и координатной системы оригиналов топологии является важнейшей процедурой в процессе 
выполнения ориентации фотошаблона. Для реализации этого процесса предложен метод компенсации на основе набо-
ра поправок с учетом шага мультипликации реперных знаков. 

Для определения границ устойчивости процесса автоматического контроля топологии был проведен 
анализ возможных последствий рассовмещения эталонного и реального изображений, которое хотя и не 
продиктовано принципиальными соображениями, может возникать в некоторых случаях в силу технологи-
ческих особенностей процесса изготовления фотошаблонов СБИС [1]. Было установлено, что устойчивость 
процесса автоматического контроля, в первую очередь, зависит от уровня компенсации погрешности рассо-
гласования координатных систем установки и оригинала топологии. Компенсация погрешностей рассовме-
щения, измеряемых статически, производится в процессе выполнения процедуры привязки внутренней 
координатной системы установки к координатной системе оригинала топологии (генератора изображений). 

Эта процедура позволяет в процессе выполнения ориентации фотошаблона рассчитывать необхо-
димые поправки, которые в дальнейшем будут учитываться при отработке всех перемещений данного ори-
гинала топологии. Получаемые наборы поправок уникальны для каждой копии каждого оригинала тополо-
гии и каждой процедуры загрузки контролируемого оригинала. В состав этих поправок входят следующие 
[2]: 

– поправки на рассовмещение центров координатных систем установки и контролируемого оригина-

ла (X, Y); 
– поправки на изменение масштабов перемещений по обеим координатам (Mx, My); 
– поправки на неперпендикулярность перемещений. 
При этом компенсация немасштабов производится линейно, а компенсация неперпендикулярности – 

нелинейно. 
Следует отметить, что очень важным является построение координатной системы установки авто-

матического контроля топологии с соблюдением общих подходов и принципов измерения координат линей-
ных перемещений, используемых при построении генераторов изображений, на которых формируется кон-
тролируемая топология. Даже при реализации общих подходов и принципов конструирования координат-
ных систем установки автоматического контроля топологии и генератора изображений, могут иметь место 
погрешности, связанные с различиями процедур компенсации погрешностей координатных систем генера-
тора изображений и установки автоматического контроля топологии. Даже при одинаковом алгоритме ком-
пенсации неперпендикулярности координатных систем могут иметь место существенные погрешности, воз-
никающие за счёт использования различных входных параметров для одного и того же алгоритма (в дан-
ном случае – шаг мультипликации реперных знаков), что может приводить к появлению ложных дефектов 
типа ухода размеров или ухода координат элементов топологии. 

Даже при одинаковом алгоритме компенсации неперпендикулярности координатных систем могут 
иметь место существенные погрешности, возникающие за счёт использования различных входных пара-
метров для одного и того же алгоритма (в данном случае – шаг мультипликации реперных знаков), что мо-
жет приводить к появлению ложных дефектов типа ухода размеров или ухода координат элементов тополо-
гии. 

Значение параметра n шага мультипликации реперных знаков задает допустимую разницу их коор-
динат по координате, имеющей одинаковое значение в эталонном описании. На практике это значение за-
дается равным 1 или 2, что соответствует 1 мкм или 2 мкм на базе 100 мм. Такое значение соответствует 
углу разориентации фотошаблона, равному 10

-5
 радиан. Чем больше значение n, тем меньшее количество 

итераций требуется для выполнения процедуры ориентации. 
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